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1. Vieno ar daugiau ultratrumpųjų šviesos impulsų trukmės ir fazinių charakteristikų matavimo būdas, pagrįstas nekolineariu antrosios harmonikos spinduliuotės generavimu, apima šias stadijas:

· matuojamąjį ultratrumpąjį šviesos impulsą dalija į du vienodų parametrų spinduliuotės pluoštus, kur vienas iš minėtų spinduliuočių pluoštų gali būti reguliuojamai vėlinamas atžvilgiu kito.
· abu minėtus spinduliuotės pluoštus vienu metu suveda netiesinio optinio kristalo viduje taip, kad jie erdvėje persiklotų bei sąveikos metu vyktų nekolinearus antrosios harmonikos spinduliuotės generavimas,

· generuojamos antrosios harmonikos spinduliuotės impulso trukmę ir fazines charakteristikas pakeičia atitinkamai į jos erdvines ir spektrines charakteristikas,

· registruoja antrosios harmonikos spinduliuotės erdvines ir spektrines charakteristikas, o pagal registravimo duomenis atitinkamai nustato pradinio šviesos impulso trukmę ir fazines charakteristikas,

b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad

· antrosios harmonikos spinduliuotės impulso trukmės ir fazinių charakteristikų

pakeitimą į erdvines ir spektrines charakteristikas vykdo naudojant erdvinę 

filtraciją ir registruojant antrosios harmonikos spinduliuotės skersmens ir skleisties

plokštuminį vaizdą; 

· impulso trukmę ir fazines charakteristikas nustato tiesiogiai matematiškai apdorojant gaunamą minėtą plokštuminį vaizdą, kur impulso trukmę nustato kaip funkciją nuo spinduliuotės skersmens, o laikinės fazės kitimą impulso trukmėje nustato pagal spektro dažnio funkciją nuo spinduliuotės skleisties kampo.

2. Vieno ar daugiau ultratrumpųjų šviesos impulsų trukmės ir fazinių charakteristikų matavimo įrenginys, pagrįstas nekolineariu antrosios harmonikos spinduliuotės generavimu, apimantis daliklį, dalijantį matuojamąjį ultratrumpąjį šviesos impulsą į du vienodų parametrų spinduliuotės pluoštus, kurių vienas per reguliuojamą optinę vėlinimo liniją, o kitas tiesiogiai yra nukreipti į veidrodžių sistemą, kuri abu pluoštus suveda į netiesinį kristalą taip, kad jame jie vienu metu persiklotų erdvėje ir laike bei nekolineariai generuotų antrosios harmonikos spinduliuotę, kuri per optinę sistemą yra susieta su registravimo įtaisu,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad artimame lauke už netiesinio kristalo antrosios harmonikos spinduliuotės sklidimo kelyje prieš optinę sistemą patalpintas erdvinis filtras, apimantis ekraną su plyšiu, išpjaunančiu siaurą antrosios harmonikos spinduliuotės pluoštą, pakreiptą atžvilgiu antrosios harmonikos generavimo sinchronizmo plokštumos kampu (, kur ( bet koks kampas nuo 0( iki 90( su sąlyga, kad ( (0( ir ( (90(, o minėtą optinę sistemą sudaro nuosekliai išdėstyti cilindrinis ir sferinis lęšiai, kur sferinio lęšio židinio plokštumoje patalpintas registravimo įtaisas, atliekantis antrosios harmonikos spinduliuotės skersmens ir skleisties plokštuminį vaizdavimą ir registraciją su tiesioginiu šviesos impulso trukmės ir laikinių fazinių charakteristikų skaičiavimu pagal formules:
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( - pradinio impulso trukmė

( (t) – pradinio impulso laikinė fazė

(x ( antros harmonikos spinduliuotės pluošto skersmuo 0,5 lygyje,

c ( šviesos greitis, 

( ( pradinių šviesos impulsų kritimo į netiesinį kristalą kampas, 

K ( nuo šviesos impulso gaubiamosios formos priklausantis daugiklis, 
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(0 ( centrinis šviesos impulso spinduliuotės dažnis, 

Fsph ( sferinio lęšio židinio nuotolis, 
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Fcyl ( cilindrinio lęšio židinio nuotolis, 

( ( ekrano plyšiu išpjaunamas spinduliuotės pluošto polinkio kampas atžvilgiu šviesos impulsų kritimo į kristalą plokštumai, 

xmax ( registruojamo maksimalaus antros harmonikos spinduliuotės pluošto pasiskirstymo intensyvumo x koordinatė prie fiksuotos y koordinatės.
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